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(54) Kochfeld mit einer Kochfeldplatte sowie Verfahren zur Steuerung eines Kochprozesses

(57) Die Erfindung betrifft ein Kochfeld mit einer
Kochfeldplatte (1) insbesondere aus Glaskeramik mit
mindestens einer Kochzone (2) für ein darauf abzustel-
lendes Kochgeschirr (3), einer elektrischen Steuerung
zur Steuerung der Leistung einer unterhalb der Kochzo-
ne (2) angeordnete Heizeinrichtung (4), wobei im Zen-
trum der Kochzone (2) unterhalb der Kochfeldplatte (1)
eine Wärmesensoreinheit angeordnet ist sowie ein Ver-
fahren zur Steuerung eines Kochprozesses auf einem
derartigen Kochfeld.

Um eine vom Einfluss des Emissionskoeffizienten
des Kochgeschirrbodens bzw. der Verschmutzung der
Glaskeramikscheibe unabhängige und einfach gestalte-
te Anordnung zur Erfassung der Temperatur des Koch-
geschirrbodens zu gestalten, ist die Wärmesensoreinheit
(5) in einer topfartig und in Richtung der Unterseite der
Kochfeldplatte (1) offen ausgebildeten Aufnahme ange-
ordnet, welche in wärmeleitenden Kontakt mit der Unter-
seite der Kochfeldplatte (1) steht und über eine integrierte
Heizeinrichtung (4) beheizbar ausgebildet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Kochfeld mit einer
Kochfeldplatte insbesondere aus Glaskeramik mit min-
destens einer Kochzone für ein darauf abzustellendes
Kochgeschirr, einer elektrischen Steuerung zur Steue-
rung der Leistung einer unterhalb der Kochzone ange-
ordnete Heizeinrichtung, wobei im Zentrum der Kochzo-
ne unterhalb der Kochfeldplatte eine Wärmesensorein-
heit angeordnet ist sowie ein Verfahren zur Steuerung
eines Kochprozesses auf einem derartigen Kochfeld.
[0002] Ein derartiges Kochfeld sowie Verfahren zur
Steuerung eines Kochprozesses ist aus der DE 10 2004
002 058 B3 bekannt. Das dort beschriebene Verfahren
ist für Kochfelder mit Strahlungsheizkörpem geeignet
und basiert auf der exakten Messung der Wärmestrah-
lung des Kochgeschirrbodens und der Glaskeramik-
scheibe. Über die Verrechnung der Signale wird die Tem-
peratur am Boden des Kochgeschirrs ermittelt. Zur
Durchführung des Verfahrens ist die Auswertung der
Ausgangssignale von mindestens zwei Wärmesensor-
einheiten sowie der Vergleich mit vorher festgelegten ab-
gespeicherten Referenzwerten erforderlich, um dann in
Abhängigkeit der Ausgangssignale die Heizleistung der
Heizeinrichtung zu steuern. Bei Kochfeldem ist außer-
dem der Einfluss des Emissionsgrades des Kochge-
schirrbodens sowie der Verschmutzungsgrad der Glas-
keramikscheibe auf das Messergebnis bei der Erfassung
der Topfbodentemperatur zu berücksichtigen. Um die-
sen Einfluss berücksichtigen zu können und ein Verfah-
ren zur optimalen Steuerung des Kochprozesses zu ge-
stalten, sind mehrere aufwändige Sensoranordnungen
erforderlich.
[0003] Der Erfindung stellt sich somit das Problem eine
vom Einfluss des Emissionskoeffizienten des Kochge-
schirrbodens bzw. der Verschmutzung der Glaskeramik-
scheibe unabhängige und einfach gestaltete Anordnung
zur Erfassung der Temperatur des Kochgeschirrbodens
sowie ein Verfahren zur Steuerung eines optimalen
Kochprozesses mit Hilfe einer vereinfachten Sensoran-
ordnung zu gestalten.
[0004] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
ein Kochfeld mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1
sowie ein Verfahren zur Steuerung eines Kochprozesses
mit den Merkmalen des Anspruchs 3 gelöst. Vorteilhafte
Ausgestaltungen und Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus dem nachfolgenden Unteranspruch.
[0005] Die mit der Erfindung erreichbaren Vorteile be-
stehen insbesondere darin, dass auf ein Verhältnispyro-
meter sowie eine Lampe zur Reflexionsmessung sowie
die dazu erforderlichen Verfahrensschritte zur Auswer-
tung der Werte verzichtet werden kann.
[0006] Mit dem beschriebenen Verfahren wird der Ein-
fluss des Emissionskoeffizienten des Topfbodens sowie
der Einfluss des Verschmutzungsgrades der Glaskera-
mikscheibe eliminiert. In einem vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung ist eine Wärmesensoreinheit
mit nur einem Thermopile ausreichend, um die Tempe-

ratur des Bodens am Kochgeschirr zu erfassen.
[0007] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in der
Zeichnung rein schematisch dargestellt und wird nach-
folgend näher beschrieben. Es zeigt

Figur 1 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Kochfelds in der Seitenansicht im
Schnitt.

[0008] Fig. 1 zeigt ein Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Kochfelds. Das Kochfeld weist eine
als Glaskeramikplatte ausgebildete Kochfeldplatte 1 auf,
die wenigstens eine Kochzone 2 für ein darauf abzustel-
lendes Kochgeschirr 3 aufweist. Das Kochgeschirr 3 ist
mittels einer in der Einbaulage des Kochfeldes unterhalb
der Kochfeldplatte 1 angeordneten und als Induktions-
heizung ausgebildeten Heizeinrichtung 4 beheizbar. In
dem vorliegenden Ausführungsbeispiel handelt es sich
um ein Kochfeld mit mehreren Kochzonen, von denen
lediglich eine einzige Kochzone 2 dargestellt und erläu-
tert ist. Unterhalb der Kochfeldplatte 1 ist im Zentrum der
Kochzone 2 eine Wärmesensoreinheit 5, vorzugsweise
mindestens ein Thermopile, zur berührungslosen Tem-
peraturmessung der Temperatur am Boden 6 des Koch-
geschirrs 3 angeordnet. Die Leistung der Heizeinrichtung
4 wird in Abhängigkeit der Ausgangssignale der Wärme-
sensoreinheit 5 mittels der elektrischen Steuerung ge-
steuert oder geregelt. Die Wärmesensoreinheit 5 ist in
einer Aufnahme 7 angeordnet, welche in wärmeleiten-
den Kontakt mit der Unterseite der Kochfeldplatte 1 steht.
Die Aufnahme 7 ist topfartig und in Richtung der Unter-
seite der Kochfeldplatte 1 offen ausgebildet, so dass die
vom Boden 6 des Kochgeschirrs 3 ausgehende Wärme-
strahlung erfassbar ist. Die Aufnahme 7 ist mit einer in-
tegrierten Heizung 8 ausgebildet. Die Aufnahme 7 bildet
mit der Heizung 8 einen Heizblock, der zur Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Erkennung der
Temperatur am Boden 6 des Kochgeschirrs 3 und der
davon abhängigen Steuerung der Leistung der Indukti-
onsheizung (Heizeinrichtung 4) auf eine definierte Tem-
peratur aufgeheizt wird. Für eine verbesserte Montage
kann die Aufnahme 7 mehrteilig ausgebildet sein.
[0009] Zur Durchführung des erfindungsgemäßen
Verfahrens wird der Heizblock auf eine Solltemperatur
von z. B. 100°C aufgeheizt. Die Kontrolle der Heizblock-
temperatur erfolgt entweder über einen im Thermopile
integrierten Temperaturfühler oder einen separaten
Temperaturfühler im Heizblock. Durch die sehr gut wär-
meleitende Kontaktierung der Aufnahme 7 mit der Koch-
feldplatte 1 wird auch die Glaskeramikscheibe im Bereich
der Kochzone 2 mitbeheizt. Der Thermopile (Wärmesen-
soreinheit 5) ist mit einem Filter ausgestattet, das sich
mit dem Transmissionswellenlängenbereich der Glaske-
ramikscheibe deckt bzw. überschneidet. Auf diese Weise
kann die Wärmestrahlung des Bodens 6 des Kochge-
schirrs 3 den Thermopile erreichen. Optional kann in der
Aufnahme 7 auch ein zweiter Thermopile integriert sein,
welches mit einem Filter ausgestattet ist, das sich mit
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dem nicht-transmittierenden Wellenlängenbereich der
Glaskeramikscheibe deckt. Auf diese Weise misst dieser
Thermopile nur die Temperatur auf der Unterseite der
Glaskeramikscheibe.
[0010] Wenn der Heizblock die definierte Temperatur
erreicht hat, wird die Induktionsbeheizung eingeschaltet
und somit direkt die Unterseite des Bodens 6 des Koch-
geschirrs 3 erwärmt. Auch der Boden 6 heizt die Glas-
keramikscheibe im Bereich der Kochzone 2 auf der das
Kochgeschirr 3 steht mit auf. Die Leistung der Indukti-
onsheizung wird in Abhängigkeit des Ausgangssignals
der Wärmesensoreinheit 5 (Thermopile) geregelt. Für
den Fall, dass die Temperatur des Heizblockes identisch
ist mit der des Thermopiles sowie der der Glaskeramik-
scheibe und des Bodens 6 des Kochgeschirrs 3, ist das
Ausgangssignal des Thermopiles gleich Null. Hier wird
die Tatsache genutzt, dass ein Thermopile prinzipiell ei-
ne Differenzmessung zwischen Eigentemperatur und
der Temperatur der Empfangsfläche durch Wärmestrah-
lung durchführt. Auf diese Weise kann die Temperatur
des Bodens 6 sehr genau über die Temperatur des Heiz-
blockes bzw. die Eigentemperatur des Thermopiles ge-
regelt werden. Voraussetzung ist, dass alle Elemente
dieses Systems (Thermopile, Heizblock, Boden am
Kochgeschirr und Glaskeramikscheibe) exakt auf der
gleichen Temperatur sind.

Patentansprüche

1. Kochfeld mit einer Kochfeldplatte (1) insbesondere
aus Glaskeramik mit mindestens einer Kochzone (2)
für ein darauf abzustellendes Kochgeschirr (3), einer
elektrischen Steuerung zur Steuerung der Leistung
einer unterhalb der Kochzone (2) angeordneten
Heizeinrichtung (4), wobei im Zentrum der Kochzone
(2) unterhalb der Kochfeldplatte (1) eine Wärmesen-
soreinheit (5) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmesensoreinheit (5) in einer topfartig
und in Richtung der Unterseite der Kochfeldplatte
(1) offen ausgebildeten Aufnahme angeordnet ist,
welche in wärmeleitenden Kontakt mit der Unterseite
der Kochfeldplatte (1) steht und über eine integrierte
Heizeinrichtung (4) beheizbar ausgebildet ist.

2. Kochfeld mit einer Kochfeldplatte (1) nach Anspruch
2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Aufnahme mehrteilig ausgebildet ist.

3. Verfahren zur Steuerung eines Kochprozesses bei
einem Kochfeld mit einer Kochfeldplatte (1) insbe-
sondere aus Glaskeramik mit mindestens einer
Kochzone (2) für ein darauf abzustellendes Kochge-
schirr (3), welches über die unterhalb der Kochzone
(2) angeordnete Heizeinrichtung (4) beheizbar ist,
mit einer elektrischen Steuerung zur Steuerung der

Leistung der Heizeinrichtung (4) und mit einer unter-
halb der Kochzone (2) angeordneten Wärmesenso-
reinheit (5), über die der vom Kochgeschirr (3) nach
unten ausgehende Wärmestrom detektiert wird, wo-
bei die Leistung der Heizeinrichtung (4) in Abhän-
gigkeit der Ausgangssignale der Wärmesensorein-
heit (5) mittels der elektrischen Steuerung gesteuert
oder geregelt wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Wärmesensoreinheit (5) sowie eine mit der
Unterseite der Kochzone (2) in wärmeleitenden Kon-
takt stehende Aufnahme mit integrierter Heizeinrich-
tung (4) für die Wärmesensoreinheit (5) in einem er-
sten Abschnitt des Verfahrens auf eine definierte
Solltemperatur aufgeheizt werden und dass nach Er-
reichen dieser Solltemperatur die als Induktionshei-
zung ausgebildete Heizeinrichtung (4) zur Behei-
zung des Kochgeschirrs (3) eingeschaltet wird und
das die Temperatur am Boden des Kochgeschirrs
(3) im Wesentlichen der Solltemperatur entspricht,
wenn das Ausgangssignal der Wärmesensoreinheit
(5) gleich Null ist.
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